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中文摘要 

本研究利用四種不同製程參數製作薄膜太陽能發電晶片，量測其

微晶矽層薄膜電阻率以探討其熱量積存的效應；並利用拉曼光譜、掃

描探針顯微鏡、掃瞄電子顯微鏡分析試片表面微晶矽層結晶狀況。針

對四點探針法量測設備之薄膜電阻率量測結果穩定度不佳，本研究自

行設計薄膜電阻率量測設備以提高薄膜電阻率量測之精準度，有效提

升對薄膜電阻之分析。結果發現微晶矽的結晶率為電阻率的主要影響

因素。 
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